ZP 32/2024
Zalacznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zaméwienia

A. Nazwa Urzadzenia.

Urzadzenie do chemiczno-mechanicznego polerowania powierzchni (ang. CMP — Chemical Mechanical
Polishing).

B. Gléwne zastosowania Urzgdzenia.

Urzadzenie do chemiczno-mechanicznego polerowania powierzchni (ang. CMP — Chemical Mechanical
Polishing) uzywane jest do wykonywania proceséw polerowania oraz pocieniania warstw krzemowych,
metalicznych, polimeréw, kwarcu, germanu (Ge), azotkow galu (GaN), siarczku indu galu (InGaS), siarczku
galu (GaS), weglika krzemu (SiC) oraz fosforku indu (InP).

C. Przedmiot zamdwienia wraz ze wszystkimi elementami wyposazenia dodatkowego, w jakie powinno
by¢ wyposazone Urzadzenie. Cze$ci skladowe Urzgdzenia/systemu (jesli mozliwe jest ich
wyodrebnienie). Spis czeSci i materialow eksploatacyjnych, z ktérymi ma by¢ dostarczone Urzadzenie.

1. Obudowa oraz komora procesowa:
a.  Wykonana z tworzywa odpornego chemicznie na wykorzystywane w urzadzaniu mieszaniny;
b.  Wyposazona w szybe z przezroczystego tworzywa sztucznego odpornego chemicznie na
wykorzystywane w urzadzaniu mieszaniny, pozwalajaca na bezpieczng obserwacje procesu w
komorze procesowej;
c. Umozliwiajaca tatwy dostgp do podzespotdw urzadzenia w celach serwisowych;
Wyposazona w jedng glowice pod plyte dociskowo §cierna;
e. Wyposazona w dwie gtowice umozliwiajgce rownolegla prace no$nika przeznaczonego do
podtozy i nosnika kondycjonujacego plyte dociskowa;
f. Komora, ptyta dociskowo $cierana oraz no$nik przeznaczony pod podtoza powinny umozliwiaé
prace na podtozach o $rednicy 200mm, 150mm, 100mm, 50mm oraz mniejszych kawatkach;
Wyposazona w co najmniej 4 dysze dozujgce $cierniwa;
Wyposazona w €0 najmniej 3 zbiorniki do zbierania $ciekdw chemicznych;
Wyposazona w wyciag chemiczny;
Wyposazona w pistolet na wod¢ dejonizowana:
Wyposazona w pistolet na azot;
Wyposazona w System wykrywania w punkcie koncowym (ang. EPD — End Point Detection);
m. Umozliwiajaca doposazenie w komor¢ do przechowywania ptyt dociskowo $ciernych w
odpowiedniej atmosferze;

e

2. Glowica pod ptyte dociskowo $cierna:
a.  Wykonana z tworzywa odpornego chemicznie na wykorzystywane w urzadzaniu mieszaniny;
b. Powinna umozliwia¢ montaz ptyt dociskowo $ciernych dedykowanych pod warstwy krzemowe,
metaliczne, polimerowe, kwarcowe, german (Ge), azotek galu (GaN), siarczek indu galu
(InGaS), siarczek galu (GaS), weglik krzemu (SiC) oraz fosforek indu (InP);
Cc. Powinna umozliwia¢ obrot w obu kierunkach.

3.  Glowice na nosnik przeznaczony do podtozy i nosnik przeznaczony do kondycjonowania ptyty
dociskowo $cierne;j:
a.  Wykonana z tworzywa odpornego chemicznie na wykorzystywane w urzadzaniu mieszaniny;
b. Powinna umozliwia¢ obrot w obu kierunkach;
c. Powinna umozliwiaé¢ ruch przemiatajacy po plycie dociskowo Scierne;j.

4. Nosniki podiozy:
a. Wykonane z tworzywa odpornego chemicznie na wykorzystywane w urzadzaniu mieszaniny;
b.  Powinny umozliwiaé¢ prace na podtozach o §rednicy 200mm, 150mm, 100mm, 50mm oraz na
kawatkach;
c. Wyposazone w system kompensacji efektow brzegowych na okraglych podtozach o $rednicy
200mm, 150mm i 100mm.
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5.

6.

7.

8.

Nosnik kondycjonera ptyty dociskowo Sciernej:

a.  Wykonany z tworzywa odpornego chemicznie na wykorzystywane w urzadzaniu mieszaniny;

b. Powinien umozliwia¢ montowanie materiatu kondycjonujacego gtowice dociskowo $cierne
dedykowane pod warstwy krzemowe, metaliczne, polimerowe, kwarcowe, german (Ge), azotek
galu (GaN), siarczek indu galu (InGaS), siarczek galu (GaS), weglik krzemu (SiC) oraz fosforek
indu (InP).

System dozujacy $cierniwa:

a.  Wykonany z tworzywa odpornego chemicznie na wykorzystywane w urzadzaniu mieszaniny;

b. Powinien posiada¢ 4 zbiorniki na Scierniwa;

c. Powinien umozliwia¢ prace na $cierniwach dedykowanych pod warstwy krzemowe, metaliczne,
polimerowe, kwarcowe, german (Ge), azotek galu (GaN), siarczek indu galu (InGaS), siarczek
galu (GaS), weglik krzemu (SiC) oraz fosforek indu (InP).

Sterowanie komputerowe z oprogramowaniem
Sterowanie przez komputer PC oraz system PLC;
System PLC steruje urzadzeniem w czasie rzeczywistym;
System PC umozliwia tatwg obshuge operatorowi urzadzenia;
Systemy PLC oraz PC sa polaczone ze soba, umozliwiajac komunikacje;
Sterowanie musi zapewnia¢ kontrole nad wszystkimi czgsciami dostarczonego urzadzenia;
Sterowanie powinno odbywac si¢ poprzez ekran dotykowy ulatwiajacy prace operatorowi;
Ekran dotykowy powinien umozliwia¢ prace w nitrylowych rekawiczkach laboratoryjnych oraz
by¢ wyposazony w rysik do ekranéw dotykowych;
h. Dostarczone oprogramowanie musi umozliwia¢ co najmniej:
i. Tworzenie przepiséw na procesy;
ii. WysSwietla¢ parametry procesow;
iii. Zapisywa¢ dane podczas procesow;
iv. Recznie sterowaé parametrami urzgdzania (co najmniej):
— szybkoscia obrotow ptyty dociskowo Sciernej, no$nika podtozy i nosnika
kondycjonujacego;
— ci$nieniem docisku glowicy oraz podloza;
— szybkoscia dozowania $Scierniwa;
— szybkoscig i zakresem przemiatania gtowicy do nosnikéw podtozy i glowicy
do kondycjonowania;
— Czasem procesu;
V. Pozwala¢ na plynna, ergonomiczng prace na Urzadzeniu;
vi. Posiada¢ wielopoziomowy mechanizm nadawania praw dostepu i uprawnien dla
uzytkownikow;
vii. Umozliwia¢ tworzenie dowolnej ilo$ci przepiséw na procesy;
viii. Umozliwia¢ tworzenie proceséw o nastepujgcych cechach:
—  Zlozonych z wielu krokéw z mozliwoscig ich nazwania;
—  Z zadang szybkoscig obrotow ptyty dociskowo $ciernej, no$nika podtozy i
no$nika kondycjonujacego;
—  Z zadanym cis$nieniem docisku gltowicy oraz podtoza;
—  Z zadana szybkoscig dozowania $cierniwa;
—  Z zadang szybkoscig i zakresem przemiatania gtowicy do nos$nikéw podtozy i
glowicy do kondycjonowania;
- Z zadanym czasem procesu;
iX. Informowa¢ uzytkownika o wskazaniach systemu wykrywania w punkcie koncowym;
X. Posiada¢ tryb serwisowy umozliwiajacy reczne sterowanie urzadzeniem z pominigciem
niektorych systemow bezpieczenstwa;
xi. Umozliwia¢ komunikacje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego budynku
laboratoryjnego.

@moooow

Systemy bezpieczenstwa
a. Polerka chemiczno-mechaniczna zostanie dostarczona ze wszystkimi systemami bezpieczenstwa
zapewniajacymi informacj¢ operatorowi o:
i. Awariach krytycznych uktadow urzadzenia;
ii. Braku $cierniw w zbiornikach;
iii. Braku mediow technologicznych: wody dejonizowanej, sprezonego powietrza i azotu,
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iv. Zapehieniu zbiornikéw na $cieki;
v. Czujnik wycieku do komory serwisowe;j.
b. Posiada¢ system awaryjnego wylaczenia urzadzenia.

9. Czesci eksploatacyjne obejmujace:

a. Komplet materialdéw zuzywalnych do polerowania warstw krzemowych (Si) (ptyta dociskowo
$cierna, Scierniwo, kondycjoner do ptyty);

b. Komplet materialéw zuzywalnych do polerowania warstw azotku krzemu (SiN) (ptyta dociskowo
Scierna, Scierniwo, kondycjoner do ptyty);

c. Komplet materiatlow zuzywalnych do polerowania warstw tlenku krzemu (SiO2) (ptyta dociskowo
$cierna, Scierniwo, kondycjoner do ptyty);

d. Komplet materiatow zuzywalnych do polerowania warstw aluminiowych (Al) (ptyta dociskowo
$cierna, Scierniwo, kondycjoner do ptyty);

e. Komplet elementéow zuzywalnych umozliwiajacych prace na podtozach S0mm, 100mm, 150mm
oraz 200mm;

f. Komplet elementow zuzywalnych urzadzenia, umozliwiajacg pierwszy serwis techniczny
urzadzenia wraz z niezbednymi narzedziami.

10. Komplet dokumentacji do Urzadzenia w jgzyku polskim i/lub angielskim, w tym instrukcja obshugi, pelne
schematy elektryczne urzadzenia oraz instrukcja obshugi oprogramowania dostarczonego wraz z
Urzadzeniem. Dokumentacja moze by¢ dostarczona na nosniku elektronicznym.

11. Transport, wniesienie oraz instalacja urzadzenia, w tym zapewnienie elementéw nie krotszych niz Sm
niezb¢dnych do podlaczenia si¢ do wszystkich niezbednych mediéw (azot, spr¢zone powietrze, woda
chtodzaca, wyciag gazow procesowych oraz zasilanie elektryczne) jest po stronie wykonawcy.

D. Minimalne akceptowane parametry techniczne (zaréwno samego Urzadzenia, jak i elementéow
wyposazenie dodatkowego), jakie powinno spelnia¢ zamawiane Urzadzenie.

1. Glowica pod plyte dociskowo $cierng:

a. Powinna osiggaé szybko$¢ obrotu z zakresu nie gorszego niz 50-125RPM z mozliwos$cig zmiany
0 co najmniej 1RPM, przy pracy na ptycie dociskowo $ciernej umozliwiajacej prace na
podtozach do 200mm,;

2. Glowice na nosnik przeznaczony do podtozy i nosnik przeznaczony do kondycjonowania ptyty
dociskowo $cierne;j:

a. Powinny osiggac szybko$¢ obrotu z zakresu nie gorszego niz 30-150RPM z mozliwoscia
zmiany o co najmniej 1RPM, przy pracy na podtozach do 200mm oraz przy kondycjonowaniu
plyty dociskowo $ciernej;

b. Powinna osiggac ci$nienie docisku na no$niku przeznaczonego do podtozy z zakresu co
najmniej 1-7psi z krokiem co najmniej 0,1 psi dla podtozy 200mm;

c. Powinna osiggac¢ ci$nienie docisku na no$niku przeznaczonego do kondycjonowania ptyty
dociskowo $ciernej z zakresu co najmniej 1,2-3psi dla podtoza 100mm;

3. Nosnik podtozy:

a. Powinien osigga¢ ci$nienie docisku podtoza z zakresu nie gorszego niz 0-50psi z krokiem co

najmniej 0,1psi dla podtozy 200mm;
4. System dozujacy $cierniwa:

a. Powinien zapewnia¢ przeptyw $cierniwa z zakresu co najmniej 50-400ml/min;

5. Cale urzadzenie powinno by¢ dostosowane do podtozy o maksymalnej srednicy co najmniej 200mm.

E. Nietypowe parametry Urzadzenia i/lub jego wyposazenia istotne ze wzgledu na sposob uzytkowania,
czy instalacje. Wymagania co do wymiarow i wagi Urzadzenia.

1. Urzgdzenie musi by¢ kompatybilne z klasg czysto$ci pomieszczenia ISO 5 (zgodnie z 1SO-14644-1).

2. Wymiary poszczeg6lnych elementow Urzadzenia musza umozliwia¢ ich transport wewnatrz budynku do
miejsca instalacji Urzadzenia przez drzwi o wymiarach otworu: szerokos¢ 150cm i wysoko$§¢ 260cm.

3. Wymiary Urzadzenia w stanie gotowym do pracy muszg uwzglednia¢ wysoko$¢ przestrzeni migdzy sufitem
podwieszanym i podniesiong podtoga, ktéra wynosi 270cm.

4. Wymiary zmontowanego Urzadzenia wraz z jego strefa serwisowa musza miesci¢ si¢ wewnatrz
wyznaczonych linii ograniczajacych powierzchni¢ posadowienia Urzadzenia wynoszacym obszar 200x200cm.
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5. Maksymalna waga Urzadzenia musi uwzglednia¢ przyje¢te maksymalne obciazenie uzytkowe wynoszace 5
kN/m2.

6. Sposdb montazu elementow wyposazenia Urzadzenia musi by¢ przeprowadzony w sposéb minimalizujacy
przenoszenie drgan na konstrukcj¢ budynku.

7. Wykonawca musi dysponowaé laboratorium wdrozeniowym, w ktéorym testuje i opracowuje nowe
technologie, ktorego wyniki sg dostepne dla klientéw kupujacych urzadzenia, ktorych te technologie dotycza.

8. Laboratorium wdrozeniowe Wykonawcy urzadzen musi takze oferowaé wsparcie technologiczne, a w
przypadkach opracowywania przez Zamawiajacego nowych technologii pelni¢ role partnera na podstawie
sformutowanej na t¢ okoliczno§¢ umowy o wspdlpracy.

F. Parametry techniczne instalacji i mediéw technicznych dostepne w miejscu instalacji Urzadzenia.

W pomieszczeniu instalacji B3.21B przewidziano nastgpujace media:
— Centralny azot gazowy;
—  Centralne sprezone powietrze;
—  Centralna proznia (jedynie do prozniowego przenoszenia podtozy);
—  Centralna woda dejonizowana o przeptywie do 20 l/min;
— Kanalizacj¢ $ciekowa potaczong z centralng stacja uzdatniania $ciekow, przeznaczong do $ciekow
zaakceptowanych przez miejski system oczyszczania §ciekow.

G. Kryteria odbioru Urzadzenia. Minimalne wymagania na uzyskane rezultaty w testach Urzadzenia u
Producenta i po zainstalowaniu, wraz ze zdefiniowaniem metod pomiarowych, materialéw uzytych do
pomiaréw oraz parametrow urzadzen pomiarowych uzytych do testow.

Odbidr Urzadzenia jest dwuetapowy. Etap pierwszy polega na wykonaniu ponizszych testow u Producenta z
wylaczeniem testow begdacych procesami technologicznymi. Etap drugi polega na wykonaniu ponizszych
testow po zainstalowaniu Urzadzenia.

Etap | — testy fabryczne

W ramach testu akceptacyjnego, przed wysytka urzadzenia z miejsca produkcji, zostanie przeprowadzone
sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich uktadow i elementéw Urzadzenia poprzez przeprowadzenie
testow sprawdzajacych wedlug norm producenta oraz nastgpujace testy:

1. Kontrola systemoéw urzadzenia i potwierdzenie wymaganych funkcjonalnosci:
— sterowanie procesami i urzadzeniem przez oprogramowanie;
—  zaladunek probek o wyspecyfikowanych rozmiarach;
— dzialanie systemow bezpieczenstwa;
—  procedury serwisowe.

2. Testy elementoéw obrotowych w tym:
— osiagniecie maksymalnej szybkosci obrotu glowicy pod ptyte dociskowo Scierng wraz z plyta;
— ciagte utrzymanie szybkosci obrotu glowicy przez przynajmniej 2 minuty;
— osiagniecie maksymalnej szybkosci obrotu glowic pod nosnik przeznaczony do podiozy i nos$nik
przeznaczony do kondycjonowania wraz z oboma no$nikami;
— ciagle utrzymanie szybkosci obrotu gtowic przez przynajmniej 2 minuty;

3. Testy systemu dostarczania Scierniwa i zbiornikow na $cieki:
—  kontrola przeptywu §cierniw;
— kontrola przepelnienia zbiornikéw na $cieki.

Etap Il — testy akceptacyjne

W ramach testu akceptacyjnego zostanie przeprowadzone sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich
uktadow i elementow Urzadzen poprzez przeprowadzenie testow sprawdzajacych wedlug norm producenta
oraz nastgpujace testy:

1. Polerowanie 1 podtoza Si 8” z warstwa tlenku krzemu o grubosci 150nm do docelowej grubosci 50nm.
Wykonanie pomiaru jednorodnosci polerowania chropowatosci powierzchni. Pomiary jednorodnosci
wykonywane bgda w 9 punktach na powierzchni ptytki. Punkty pomiarowe: jeden w centrum, cztery na
kole o promieniu 40 mm i cztery na kole o promieniu 80 mm. Pomiary przeprowadzone bgda za pomoca
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elipsometru spektroskopowego. Niejednorodnos¢ grubo$ci nie moze by¢ wicksza niz + 15%, punkt —
punkt. Chropowato$¢ powierzchni nie powinna by¢ wigksza niz Ra=<0.05, klasa N2.

2. Polerowanie 1 podtoza Si 8” z warstwa azotku krzemu o grubosci 150nm do docelowej grubosci 50nm.
Wykonanie pomiaru jednorodnosci polerowania chropowato$ci powierzchni. Pomiary jednorodnosci
wykonywane beda w 9 punktach na powierzchni ptytki. Punkty pomiarowe: jeden w centrum, cztery na
kole o promieniu 40 mm i cztery na kole o promieniu 80 mm. Pomiary przeprowadzone beda za pomoca
elipsometru spektroskopowego. Niejednorodnos$¢ grubosci nie moze by¢ wicksza niz + 15%, punkt —
punkt. Chropowato$¢ powierzchni nie powinna by¢ wigksza niz Ra=<0.05, klasa N2.

3. Polerowanie 1 podioza Si 8” z warstwa aluminium o grubosci 150nm do docelowej grubosci 50nm,
posiadajaca wzor umozliwiajacy pomiar profilometrem. Wykonanie pomiaru jednorodnosci polerowania
chropowato$ci powierzchni. Pomiary jednorodno$ci wykonywane bgda w 9 punktach na powierzchni
ptytki. Punkty pomiarowe: jeden w centrum, cztery na kole o promieniu 40 mm i cztery na kole o
promieniu 80 mm. Pomiary przeprowadzone bedg za pomoca profilometru. Niejednorodnos¢ grubosci
nie moze by¢ wieksza niz + 15%, punkt — punkt. Chropowato$¢ powierzchni nie powinna by¢ wigksza
niz Ra=<0.05, klasa N2.

Pomiary jednorodnos$ci procesu polerowania musza by¢ wykonane zgodnie z regutami sztuki.

Materiaty do testow (podtoza Si wraz z warstwami) zostang dostarczone przez Zamawiajacego. Pomiary
grubosci i chropowatosci zostang wykonane przez Zamawiajacego.

H. Dokladne miejsce dostawy, instalacji i uruchomienia Urzadzenia.

Centrum Zaawansowanych Materiatdéw i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa,
budynek technologiczny, pigtro 3.

|. Zakres przeprowadzenia instruktazu.

Zakres instruktazu obejmuje:
1) obstugi Urzadzenia,
2) konserwacji technicznej Urzadzenia,
3) szkolenie aplikacyjne,
4) przeprowadzania procesow polerowania krzemu, azotku krzemu, tlenku krzemu oraz aluminium,
5) obstugi programu sterujacego, warunkow bezpieczenstwa, biezacych prac serwisowych.
Szkolenie to musi by¢ przeprowadzone przez osobe z do§wiadczeniem w zakresie proceséw wymienionych
powyzej.

J. Prawo opcji

1. Rozszerzenie 0 komore do przechowywania ptyt dociskowo $ciernych w odpowiedniej atmosferze,
wykonang z materiatdéw kompatybilnych z laboratorium o podwyzszonej czystosSci.

2. Rozszerzenie o dodatkowy:

a. Komplet materiatdéw zuzywalnych do polerowania warstw krzemowych (Si) (ptyta dociskowo $cierna,
$cierniwo, kondycjoner do ptyty);

b. Komplet materiatow zuzywalnych do polerowania warstw azotku krzemu (SiN) (ptyta dociskowo
$cierna, Scierniwo, kondycjoner do ptyty);

c. Komplet materiatow zuzywalnych do polerowania warstw tlenku krzemu (SiO2) (ptyta dociskowo
$cierna, Scierniwo, kondycjoner do ptyty);

d. Komplet materialtow zuzywalnych do polerowania warstw aluminiowych (Al) (ptyta dociskowo
Scierna, Scierniwo, kondycjoner do ptyty);

== PLAN Rzeczpospolita Sfinaz?gvgﬁ:\;pz;zz
-—_- ODBUDOWY - Polska NextGenerationEU




